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slektronového nebo iontového svazku

Podstatou zapojeni je Fidici systém
spojeny prvnim vistupem pFes zatemnovaci
a tvarovaci zesilovade s tvarovacim a
zatemﬁovacim systémem a2 druhfm vystupem
pfes vychylovaci zesilovade elektronovd
optického za¥izeni s vychylovacim systé-
mem elektronové optického za¥izeni a dru-~
hym vystupem je3t& pFes vychylovaci ze-
silovade monitoru s vychylovacim systé-
mem monitoru, ddle tFetim vystupem spo-
Jjeny pF¥es Casovou zdkladnu s horizontdl-
nim vychylovacim systémem osciloskopu.
Detektor elektrond nebo iontd je spojen
pPes videozesilovale se vstupem pro ¥Fi-

.zeni jasu monitoru a s vertikdlninm vy-

. chylovacim systémem osciloskopu. Zapoje-

«ni je urdeno pro elektronové optickd za-

« Fizeni zejména pro elektronové nebo
iontové litografy.
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Vyndlez se tyké zapojeni pro kontrolu &innosti systému
pro tvearovéni, zatemnovéni a vychylovéﬁi elektronového
nebo iontového svazku nap¥iklad v elektronovych nebo ionto-
vych litografech. | ” S

Prib&%né a prehlednd kontrola &innosti tvarovaciho,
zatemnovaciho a vychylovaciho systému je problematické
vzhledem k tomu, Ze pfi préei litografu se elektronovy
nebo iontovy svazek zatemnuje, tvaruje a vychyluje n&kolik
setkpst aZ milionkrét za sekundu. Kontrola se doposud pro-
vdd&la a¥ na exponovanych a vyvolanych resistech. Tim
vznikla v piipad®& poruchy znainé Zasovéd a finanéni ztrdta.

Tyto dosavadni nevyhody odstraﬁuje zapojeni pro kon-
trolu &innosti systému pro tvarovéni, zatemnovéni a vychy-
lovéni elektronového nebo iontového svazku nap¥iklad
v elektronovém nebo iontovém litografu, jehoZ podstatou je,
¥e ridiel systém opatieny tiemi vystupy je prvnim vystupem
scojen pres zatemnovaci a tvarovaci zesilova¥e se zatem-
novacim a tvarovacim systémem, druhym vystupem je spojen
pres vychylovaci zesilova&e elektronové optického za¥izeni
s vychylovacim systémem elektronové optického zarizeni a
zdroven je spojen pres vychylovaci zesiloval monitoru
s vychylovacim systémem monitoru, prifem%Z detektory elek-
trond nebo iontd jsou spojeny s videozesilovadi, jejichZ
prvni vystup je spojen se vstupem monitoru a druhy vystup
s vertikélnim vychylovacim systémem osciloskopu, jeho# ho-
rizontdlni vychylovaci systém je spojen s vystupem Casové
zékladny, jeji% vstup je spojen s ridicim systémem.

Prednost{ tohoto zapojeni je, Ze umoZnuje pribdZnou a
prehlednou kontrolu &innosti systému pro tvarovéni, zatem- *
novéni a vychylovéni elektronového svazku na obrazovkdch
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bé&hem exponovéni mikrostruktur. Dals{ vyhodoulje, Ye systém
indikuje n&které dal3i zévedy, napiiklad poruchy elektro-
nové nebo iontové trysky, vysokonapé{ového zdroje nebo zdro-
jd pro %olky, stigmétory a centrovaci civky.

Vynélez bli%e objasni priloZeny vykres zapojeni v blo-
kovém usporddéni. ‘

Zjednodudend zakreslené elektronové optické zafizeni 1
jehoZ st¥edem prochézi elektronovy nebo iontovy svazek 2
obsahuje mimo jiné zatemnovaci a tvarovaci sys#ém 3 vychy-
lovaci systém 4 elektronovd optického zaiizeni, pod nimZ
jsou uspordddny detektory 2 elektrond nebo iontd v blizkosti
nad substrétem 6. Ridic{ systém 10 se tifemi vystupy, 2 nich%
prvni dva vystupy jsou spojeny s elektronové optickym za-
f{zenim 1, & to prvni vystup je spojen pres zatemnovaci a
tvarovaci zesilovale 7 se zatemnovacim a tvarovacim systé-
mem 3. Druhy vystup ¥idiciho systému 10 je spojen pies vy-
chylovaci zesilovade 8 elektronové optického za¥izeni s
vychylovacim systémem 4 elektronov& optického zar{zeni a
zdroven pres vychylovaci zesilovale 11 monitoru 8 vychy-
lovacim systémem 12 monitoru 13. Tretd vystup ¥{diciho
systému 10 je spojen pres Zasovou zékladnu 14 s horizon-
télnim vychylovacim systémem 16 osciloskopu 15. Detektor 5
elektronﬁ nebo iontd je spojen s videozesilovali 3, jejichZ
prvni vystup je spojen se vstupem 18 pro *izeni Jjasu mo- 7’
nitoru 13. Druhy vystup videozesilova&e 9 je spojen s ver-
tikélnim vychylovacim systémem 17 osciloskopu 13.

Zapo jeni pro kontrolu &innosti tvarovéni zatemnovéni
a vychylovéni elektronového nebo iontového svazku pracuje
za provozu takto: '

Elektronovy nebo iontovy svazek 2 Je upraven v za-
temnovacim a tvarovacim systému 3 rizeném zatemnovacimi a
tvarovacimi zesilovadi 7. Upraveny svazek je' vychylovén
vychylovacim systémem 5 elektronové optického zarizeni,
ktery je ovléddn vychylovacimi zesilovadi 8 elektronové
optického zafizeni a dopadd na substridt 6 s resistem.



Odra¥ené nebo sekundérni elektrony dopadaji na detektor 5
elektroni nebo iontd, vybuzeny signél Je zesilovén video-
zesilovadi 9. Vystupni sfgnél z prvniho vystupu r{di Jjas
monitoru 13 pies vstup 18. Vystupni signdl z druhého VY=
stupu 131 vertikélni vychylovaci systém 17 osciloskopu 15.
Informace pro tvarovéni zatemnovéni & vychylovéni elektro-
nového nebo iontového svazku 2, pro tasovou zékladnu 14

a pro vychylovaci zesilovale 11 monitoru dodévé ridict
systém 10. '

B&hem &innosti elektronového nebo iontového litografu
je elektronovy svazek v obrazovce monitoru 13 vektorove
vychylovén v souhlase 8 vychylovénim elektrOhového svazku
v elektronovd optickém systému 1.

Na stinitku paméfbvé obrazovky nebo obrazovky 8 dlou-
hym dosvitem monitoru 13 se xontroluje pomoci jasové modu-
lace sprévné pokryvédni plochy Zipd na substrétu 6 expono-
vanymi_mikrostrukturami. Na obrazovce osciloskopu 15 se
kontroluje &innost tvarovaciho a_zatemﬁovaciho systému J.
Systém pro kontrolu %innosti indikuje i jiné zévady, napii-
klad poruchy vysokonapé{ového zdroje nebo elektronové pri-
padn& iontové trysky, déle poruchy zdroju pro &olky, q*gmé-
tory a centrovaci civky nebo zdvady na detekinim systému.

, Hlavni vyuZiti tohoto vyndlezu je v elektronovych a
iontovych litografech pro prib&Znou rychlou a p¥ehlednou

kontrolu &innosti systémd pro vychylovéni, tvarovéni a

zatemnovéni elektronového nebo iontového svazku.



PREDMET VYINAKLEZU
235 000

Zapojeni pro kontrolu é&innosti systému pro tvarovéni,
zatemnovéni a vychylovéni elektronového nebo iontového
svazku napiiklad v elektronovém nebo iontovém litografu,
vyznadené tim, e ¥1dici systém (10) opatfeny tiemi vy~
stupy Jje prvnim vystupem spojen pres zatemnovaci a tvaro-
vaci zesilovade (7) se zatemnovacim a tvarovacim systémem
(3), druhym vystupem Je spojen pPes vychylovaci zesilovale
(8) : i s vychylovacim systémem
(4) elektronové opt1ckého za¥izeni a z4roven je spojen pies
vychylovaci zesiloval& (11) monf{%g%fvychylovacim systémem
(12) monitoéi, pri¥emZ detektory (5) elektrond nebo iontd
jsou spojeny s videozesilovadi (9), jejichZ prvni vy¥stup
je spojen se vstupem (18) monitoru (13) a druhy vystup
8 vertikélnim vychyldvacim systémem (17) osciloskopu (15),
jehoZ horizontélni vychylovaci systém (16) je spojen s vy-
stupem &asové zékladny (1l4), jejiZ vstup Jje spojen s ¥i- |
d cim systémem (10).
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